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Les fonctionnalités et performances de ce nouveau détecteur nous offrent un outil remarquable en Microcopie Électronique à Transmission.

Nos travaux consistent à instrumentaliser  et  assurer le contrôle-commande  simultané du microscope et du système d’acquisition de données.

Scintillateur Yag 12 µm

Réalisation : LPS Orsay

Optique de transfert :

- Optique télécentrique

- Taille objet 25 mm

- Ouverture F/1.3

- Résolution 10 µm

- G : 1.145

- Réalisation: Topequa

- Enceinte sous vide : 10-5mbar

- Connexion pompe ionique et turbo.

- Liaison CF & ISO LF

- Matériaux ultra vide

- Hublot optique traité pour 545.5nm

- Transmission optique > 98%

- Réalisation : Caburn, Allectra

- Refroidissement détecteur : -40°C

- Modules Peltiers

- Circuit de refroidissement intégré

- Réalisation : CEMES, LAC Orsay

Conception optique CEMES

Développement mécanique CEMES 

Conception électronique CEMES

Pré-amplification Signal

Amplification et Numérisation

Contrôleur et 

communication

Transposition de  niveaux

- Contrôleur FPGA Xilinx Spartan3 en BGA

- Communication USB 2.0 

- Fifo, SDRAM

- Convertisseur « pipeline » 16 bits

- Multi-échantillonnage

- 4 voies vidéos.

- Electronique faible bruit

- Capteur TH7899 4M pixels

- 4 voies de lecture

- Pixel 14µm x 14 µm

- PCB Flex rigide polymide

- Transposition de niveaux N/A.

- 40 signaux de polarisations.

- Fréquences > au Mhz.

Mise en œuvre logicielle 

Digital Micrograph :

-Interface utilisateur.

- Affichage/gestion image.

-Intégration outils EELS

- Réalisation: CEMES

Dll sous Visual C++:

- Communication Usb

- Contrôle / commande détecteur

- Réception et correction d’images

- Contrôle périphériques (Spectro,

µscope, alimentations)   

- Réalisation :CEMES 

CID

Nos développements en analyse EELS ont fait l’objet d’un brevet,

reposant sur la possibilité d’afficher simultanément les pertes proches et

lointaines avec une dynamique mesurée supérieure à 108, dans une large

gamme d’énergie allant de 1000eV à 0.1eV/Canal.

Ce dispositif dans son mode « spectroscopie » est installé dans 2

laboratoires français (LPS Orsay et CEMES) et son développement a

reçu le soutien du programme européen ESTEEM.
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La caméra en mode « Imageur » est opérationnelle au CEMES

depuis 5 ans, et constitue un outil précieux pour la communauté

scientifique.

L’électronique enfouie permet les opérations de mise au point à

temps de pose court (0.1s) et lecture rapide (0.26s) et la lecture haute

résolution (1s) pour l’enregistrement des images, avec un champ de

vision constant dans les deux modes.

Notamment, la caméra a montré une efficacité remarquable pour les

études en diffraction (Fig. 4), due à ses performances en dynamique.

Imagerie conventionnelle :

- Particules d’or

- Nanotubes de carbone

30 Â

Fig.4. Diffraction : Clichés de nanoparticules d'argent 

(Source : C. Roucau)
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Le système repose sur une caméra CCD totalement réalisée par nos

services.

Nous utilisons toutes les subtilités du capteur pour trouver le compromis

optimal entre sensibilité et vitesse d’acquisition, sans augmenter la

diaphonie entre cadrans.

Spectres EELS d’une couche mince de CoFe2O4 (Source : B. Warot) 

Pertes proches – Low losses

Pertes lointaines – Core losses

Alimentation système

- PIC 18F

- Communication USB

- Gestion alimentations

- Gestion/contrôle températures 

Sous-traitance pour la réalisation des PCB : SCEL, CESYS, Eurocircuits, CIRE     

Système & applications


